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摘要(译)

一种有机层沉积设备，包括与基板结合的静电卡盘，以固定地支撑基
板。有机层沉积设备包括接收表面，该接收表面具有用于接收基板的设
定曲率;用于将沉积材料排出到基板的沉积源;沉积源喷嘴单元，设置在沉
积源的一侧，并包括沿第一方向排列的多个沉积源喷嘴;图案化缝隙片设
置成面向沉积源喷嘴单元，并具有沿垂直于第一方向的第二方向排列的
多个图案化缝隙，其中图案化缝隙片的横截面在由在第一方向上延伸的
线形成的平面上形成。第二方向和第三方向弯曲设定程度，其中第三方
向垂直于第一和第二方向。
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